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현재 반도체는 고집적화 됨에 따라 세정공정은 중요성이 점점 커지고 있다. 반도체 칩을 만

들기 위해서는 많은 공정들을 거치게 되는데, 공정의 수가 늘수록 각 단계에서 사용되는 화

학약품의 양도 증가하게 된다. 이러한 약품들은 세정공정 후에 폐수를 발생시키고, 이는 환

경문제를 야기시키고, 추가적인 처리비용이 발생된다. 

따라서, 기존의 세정공정에서 사용되는 화학약품을 대체하여 친환경적이고 보다 나은 세정

효과를 나타낼 수 있도록 플라즈마를 이용한 표면세정용액 활성화 연구를 수행하였다. 유기

산 용액 안에서 플라즈마 방전의 영향을 분석하고자 산도변화와 작용기 변화, 산화구리의 용

해도를 분석하였다. 


